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摘 要:通过对微光纤法布里—珀罗(F-P)腔滤波器工作原理的综合分析，确立了微 F-P腔滤波器静电驱
动腔长调谐方案。对可调谐滤波器的主体部分进行光学设计和分析，确立了反射镜的多层薄膜光学结构，
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Abstract:By comprehensive analysis on working principle of micro F-P cavity filter，the optimum tuning scheme
of micro F-P cavity filter is established． The main part of the optical structure is designed，a multilayer film
structures of the mirror is established，and with the help of ANSYS finite element electro-mechanical coupling
analysis，L type bridge arm supported cavity structure is finally established，the structure can achieve a
considerable range of tuning 0． 625μm;relatively high fill factor，filter light leakage is avoided;the high ability to
























2ndcos θ = mλ (1)
















之后，采用 Al2O3 为低折射率材料 L1，Ge作为高折射率介质
材料 L2。由于 Ge化学性能稳定，折射率为 4，可制备大尺寸
单晶体的红外光材料，红外透射范围为 1． 7 ～100μm，已广泛
应用于透镜和滤波片上;Al2O3 是常用的低折射率材料，折









由式(1)，当 m = 1，入射角 θ = 0 时，由于空气折射率
n = 1，可得 λ = 2 d，此时透射光强最大。调谐范围为 3 ～
5 μm，则此 F-P腔工作的中心波长为 4 μm，腔长变化要从
1． 5 μm至 2． 5 μm，腔长变化到 2 个极值时，器件峰值透过








腔长 /μm 透射中心波长 /μm 峰值透过率 /% FWHM/nm
1． 5 3． 3 88． 2 117
1． 7 3． 6 93． 1 107
2． 0 4． 0 95． 8 112
2． 3 4． 4 94． 0 130
2． 5 4． 7 91． 7 147
通过计算得出，二者之间基本呈线性关系，拟合直线为




































构。图 3 为 3 种微桥结构，X-arm结构具有很好的几何对称
性，不仅轴对称，还满足中心对称尺寸。 + circular-arm 结构
与 X-arm结构相似，只是桥面的形状采用圆形，这 2 种结构
与所设计的 L-arm结构参数相同，腔长均为2． 3 μm，有效面
积均为 80 μm ×80 μm，反射镜的直径均为 50 μm，微桥支撑
臂为 40 μm × 10 μm;而 + circular-arm 的微桥单元直径为




2． 3． 1 静电分析
图 4 为 3 种桥面结构的电压—位移的 ANSYS仿真云图，
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在达到图示位移 0． 5 μm 时，L-arm 结构施加电压仅为
1． 90V，远远小于另外X-arm(7 ． 81 V)和 + circular -arm
(8． 97 V)2 种结构的驱动电压。
2． 3． 2 结构应力分析
图 6 和表 2 分别为 3 个桥面结构的应力分布云图和腔
体位移为 0． 5 μm 时对应的电压—应力，分析得:调谐过程
中，腔体位移达到 0． 5μm时，L-arm微桥桥面所受到的应力
很小，仅为 4． 615 MPa，驱动电压仅为 1． 9 V。
表 2 腔体位移为 0． 5 μm时对应的电压—应力
结构 位移 0． 5 μm时的驱动电压 /V 桥面应力 /MPa
X-arm 7． 3 15． 44
+ circular-arm 9． 0 16． 31

















































由仿真结果图 7 可知，空气腔向下移动 0． 625 μm 时，




















图 7 L-arm桥面位移 0． 625 μm时应力云图
了 L-arm腔体支撑臂结构。
3 结 论
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